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１．概要（Summary） 

 MEMS（Micro ElectroMechanical Systems）技術

特有の深堀エッチングや厚膜レジストを用いてマイ

クロ鋳型を製作し、PDMS（ポリジメチルシロキサン）

を用いた転写技術によりマイクロ流体素子を作製し

た。さらに、試作したマイクロ流体撹拌素子の混合現

象を観察した。 

 

２．実験（Experimental） 

マスク描画装置（ハイデルベルグ社製 DWL-66-K1）

により作製したマスクを用いて、シリコンウエハと厚

膜レジストを用いた2種類のマイクロ鋳型を製作した。

シリコン鋳型は、4 インチシリコンウエハの表面をマ

スクアライナ（ミカサ社製 MA-10 型）でレジストパ

ターニングした後、深さ 50m のシリコン深掘エッチ

ングにより作製した。また、厚膜レジスト鋳型は、フ

ォトリソグラフィにより反転したマスクを用いて、ス

プレーコート法により膜厚 50m に塗布した厚膜レ

ジストをパターニングする方法で作製した。 

さらに、作製した両鋳型に対して、PDMS を用いた

転写技術により、透明なマイクロ流体素子を作製した。

鋳型から離型した素子は、カッターで形を整え、イン

レットとアウトレットをパンチにより開口した。最後

に、酸素プラズマボンディングを用いて、平滑なガラ

ス基板上に、PDMS 素子を接合し、マイクロ流体撹拌

素子が完成した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 走査型電子顕微鏡（JEOL 社製 JCM-5700LV）を用

いて、作製した 2 種類の鋳型を観察した。その結果、

シリコン鋳型には、深掘エッチング特有のスキャロッ

プが側壁に観察された一方で、厚膜レジスト鋳型は、

マイクロメートルオーダーでは平滑な側壁を有し、垂

直性も良いことが観察された。 

 平滑なガラス基板上に、PDMS 素子を接合すること

によって完成したマイクロ流体撹拌素子の写真を

Fig.1 に示す。2 系統のマイクロシリンジポンプをチュ

ーブを介して接続し、2 色の溶液を送液すると、混合

の様子が確認できた。今回作製した 2 種類の鋳型は、

側壁形状に違いがあったが、今回の実験条件では、側

壁による混合現象の変化は見られなかった。 

 

 
Fig.1. Photographs of the fabricated microfluidic 
mixing device. 
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